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Тема дисертації:
1. Управління морфологією та фізико-механічними властивостями поверхні твердих тіл під дією щільних
низькоенергетичних іонно-плазмових потоків

2. Controling of morphology, physical and mechanical properties of the surface of solids under the action of dense
low-energy ion-plasma flows

Реферат/анотація:
1. Практичним методом створення поверхонь твердого тіла з необхідними функціональними властивостями
є іонно-плазмова інженерія, яка енергетично ефективна та толерантна до довкілля. Особливості модифікації
поверхні металічних, напівпровідникових, діелектричних, полімерних матеріалів залежать від впливу на неї
зовнішнього електромагнітного випромінювання, іонно-плазмових потоків. Досліджувався новий (батутний)
режим розпилення поверхонь твердих тіл та створення функціональних покриттів під дією опромінення
щільними низькоенергетичними іонно-плазмовими потоками, який інтерпретується як прояв переходу
поверхневих шарів матеріалу в нерівноважний квазірідинний стан із формуванням поверхневих ієрархічних
нано- мікроструктур без збурення об’єму матеріалу. Метод надає можливість керувати процесами взаємодії



плазмових потоків з поверхнею в широкому діапазоні енергій. Вивчення елементарних процесів взаємодії
іонно-плазмових потоків з конденсованими фазами речовини на нанорозмірному рівні є актуальним як для
фундаментальної науки, так і для технологічних застосувань.

2. A practical method for creating surfaces of solids with the necessary functional properties is ion-plasma
engineering, which is energy efficient and environmentally tolerant. The features of surface modification of
metallic, semiconductor, dielectric, and polymer materials depend on the influence of external electromagnetic
radiation and ion-plasma flows on them. A new (trampoline) mode of sputtering of surfaces of solids and creating
functional coatings under the influence of irradiation with dense low-energy ion-plasma flows was studied, which
is interpreted as a manifestation of the transition of surface layers of the material into a non-equilibrium quasi-
liquid state with the formation of surface hierarchical nano-microstructures without disturbing the volume of the
material. The method provides an opportunity to control the processes of interaction of plasma flows with the
surface in a wide range of energies. The study of elementary processes of interaction of ion-plasma flows with
condensed phases of matter at the nanoscale level is relevant both for fundamental science and for technological
applications.
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